
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
頭部と中実又は中空の脚部とからなるセルフピアシングリベットの該脚部をかしめ変形さ
せるポンチと、このポンチに向かって進退するステムと、このステムの周面を包囲するよ
うに配置されると共に該ステムに先行してワークの上面を押え付ける筒状のワーク押え部
材とを備え、前記ポンチは、少なくとも外筒体と、この外筒体の内周面に内接し該外筒体
の前後方向に沿って移動可能である内筒体と、この内筒体の内周面に内接すると共に先端
部中央に隆起部を有する中心軸体とを備えるとともに、このポンチは、前記内筒体をその
前後方向に移動させる内筒体移動手段に連結され、この内筒体移動手段は前記ステムが前
進して前進端に到達しその状態を維持しているときに前記内筒体を前記ステムに向けて所
定位置まで前進させる構成とされ、前記内筒体が前記所定位置に到達したとき、該内筒体
の先端が下層ワークの下面に食い込み、前記リベットとワークの間及びワーク同士の間の
隙間が小さくなり若しくは無くなることを特徴とするセルフピアシングリベット用かしめ
機。
【請求項２】
前記内筒体移動手段は、該内筒体を所定方向に往復運動させ得るように構成されており、
前記ワークの厚みや材質、積層枚数等のワーク条件、或いは、前記リベットの全長等のリ
ベット条件、のうち少なくともいずれか一方の条件に応じて、前記内筒体が所定位置まで
到達したときの該内筒体の前進量及び／又は該内筒体が所定位置まで到達したときの前記
ポンチ先端部の皿深さの寸法を予め決められた寸法に設定し又は無段階に変更設定し、該

10

20

JP 3725877 B2 2005.12.14



内筒体を移動させることができることを特徴とする請求項１に記載のセルフピアシングリ
ベット用かしめ機。
【請求項３】
前記内筒体移動手段を制御する制御手段は、前記ワークの厚みや材質、積層枚数等のワー
ク条件、或いは、前記リベットの全長等のリベット条件、のうち少なくともいずれか一方
の条件に応じて、前記内筒体が所定位置まで到達したときの該内筒体の前進量及び／又は
該内筒体が所定位置まで到達したときの前記ポンチ先端部の皿深さの寸法を予め設定記憶
し、又は、同寸法を任意に変更設定することができることを特徴とする請求項１又は２に
記載のセルフピアシングリベット用かしめ機。
【請求項４】
前記ワーク押え部材の先端面は、内周縁から外周縁にかけて次第に前方へ迫り出すテーパ
面とされることを特徴とする請求項１乃至３いずれかに記載のセルフピアシングリベット
用かしめ機。
【請求項５】
前記ステムの位置を制御するステム位置制御手段を備え、このステム位置制御手段は、前
記ステムが前進して前進端に到達したとき、該ステムの先端面とこのワーク押え部材の先
端内周縁との前後方向の距離を、様々な厚み或いは各種材質等のワークにより決定される
かしめ条件及び／又は、様々な全長或いは各種材質等のリベットにより決定されるかしめ
条件を基に決められた最適な距離にすることを特徴とする請求項４に記載のセルフピアシ
ングリベット用かしめ機。
【請求項６】
頭部と中実又は中空の脚部とからなるセルフピアシングリベットの該脚部をかしめ変形さ
せるポンチであって、このポンチは、少なくとも外筒体と、この外筒体の内周面に内接し
該外筒体の前後方向に沿って移動可能である内筒体と、この内筒体の内周面に内接すると
共に先端部中央に隆起部を有する中心軸体とを備え、前記内筒体は、このポンチに接続さ
れた内筒体移動手段によって前後方向に移動され、この内筒体移動手段は前記ステムが前
進して前進端に到達しその状態を維持しているときに前記内筒体を前記ステムに向けて所
定位置まで前進させる構成とされ、前記内筒体が前記所定位置に到達したとき、該内筒体
の先端が下層ワークの下面に食い込み、前記リベットとワークの間及びワーク同士の間の
隙間が小さくなり若しくは無くなることを特徴とする改良されたポンチ。
【請求項７】
前記内筒体移動手段は、該内筒体を所定方向に往復運動させ得るように構成されており、
前記ワークの厚みや材質、積層枚数等のワーク条件、或いは、前記リベットの全長等のリ
ベット条件、のうち少なくともいずれか一方の条件に応じて、前記内筒体が所定位置まで
到達したときの該内筒体の前進量及び／又は該内筒体が所定位置まで到達したときの前記
ポンチ先端部の皿深さの寸法を予め決められた寸法に設定し又は無段階に変更設定し、該
内筒体を移動させることができることを特徴とする請求項６に記載の改良されたポンチ。
【請求項８】
前記内筒体移動手段を制御する制御手段は、前記ワークの厚みや材質、積層枚数等のワー
ク条件、或いは、前記リベットの全長等のリベット条件、のうち少なくともいずれか一方
の条件に応じて、前記内筒体が所定位置まで到達したときの該内筒体の前進量及び／又は
該内筒体が所定位置まで到達したときの前記ポンチ先端部の皿深さの寸法を予め設定記憶
し、又は、同寸法を任意に変更設定することができることを特徴とする請求項６又は７に
記載の改良されたポンチ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、セルフピアシングリベット用かしめ機及びこのかしめ機で用いられる改良され
たポンチに関し、より詳しくは、ワークの板厚や材質、積層枚数等のワーク条件が変化し
ても、リベットの変更（全長が異なるリベットに交換）、ポンチの変更（皿径や皿深さが
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異なるポンチに交換）をせずに確実にシールド状態で且つリベットとワークの間及びワー
ク同士の間に隙間が無い強固なかしめ締結を行うことができ、しかも、ワーク上層部のダ
レ込みを極力小さくすることができるセルフピアシングリベット用かしめ機及びこのかし
め機で用いられる改良されたポンチに関する。
【０００２】
【従来の技術】
自動車製造等の分野において、車体の金属薄板同士をかしめ締結する際には、リベットの
脚部が少なくとも下層ワークを貫通せず、脚部が下層ワーク内でテーパ状に拡径するかし
めが行われることがある。ここで使用されるリベットはセルフピアシングリベットと称さ
れ、通常、脚部にその先端から基端部にかけて円筒状の中空部が形成され、先端面が開口
している。
このようなかしめ締結を行えば、かしめ部から水漏れが生じないので、防水性に優れた車
体を製造することができる。
【０００３】
ところで、ワークの板厚や材質、積層枚数等のワーク条件を変更する場合には、従来、か
しめ用凹部の径（皿径）、同凹部の深さ（皿深さ）、かしめ用凹部中央に設けた隆起部の
高さ（隆起高さ）が相違するポンチに交換し、或いは、脚長や脚径が相違するリベットに
交換することで、かしめ後におけるワークのシールド状態すなわち最下層のワークがリベ
ットによって貫通されない状態、及び、ワーク相互の接合強度を確保していた。ここで使
用されるポンチは、従来、金属一体成形品のポンチであった。
【０００４】
このように、従来の一体成形型ポンチを用いる場合には、ワークの変化に応じて種々のポ
ンチやリベットを用意する必要があった。この場合、リベットやポンチの在庫管理が煩雑
になるとともにその管理費用が増大し、又、リベットやポンチの交換に必要な時間が作業
のタイムロスに繋がるという問題があった。また、タイムロスや交換作業費をかけないよ
うにするためには、リベットやポンチの種類に応じて多数のかしめ機が必要となり、かし
め機の設置スペースの拡大やかしめ装置にかかるコストも高くなるという問題があった。
【０００５】
尚、ワークの板厚や材質、積層枚数等のワーク条件に変更がある場合、その変更に対応し
てポンチの皿深さを変更しないと、ワークにリベットが打ち込まれていく工程において、
リベットがワークを打ち抜きワーク下部を押し出す体積と、ポンチ皿部内の容積のバラン
スがとれなくなり、その結果、リベットが最下層ワークを突き破ってシールド状態となら
ないことがあり、又、リベットとワークの間及びワーク同士の間に隙間が生じて接合強度
が低下すると共に接合の耐久性が低下するという問題があった。
【０００６】
また、従来より、リベット打ち込み用ステムの周面を囲むと共に該ステムに先行してワー
クの上面を押え付けるワーク押え部材を設けたかしめ機が提案されている（例えば、特表
平９－５０６１５３号参照）。
従来提案されていたこの種のかしめ機は、上層ワークのダレ込みを小さくすることができ
たが、ワークの条件が変化した場合、かしめ時にワークに反りが発生するという問題が残
っていた。ワークに反りが発生すると、かしめ作業後に、その反りを真直ぐに直したり、
更に形状を整える等の作業が必要となっていた。
【０００７】
また、従来提案されていたこの種のかしめ機を用いた場合、ワークの厚みやリベットの全
長等が変わると、かしめ後においてリベットの頭部上面がワークの上面から大きく出てし
まったり、或いは、リベットの頭部上面がワークの中に大きく埋もれてしまうことが多か
った。リベット頭部の位置がこのような状態にあると、ワークの接合強度（ワークの剥離
強度、せん断強度、耐振強度）が低下するとともに、かしめを完了したもの同士の間で前
記接合強度に大きなばらつきが生じ、該強度の安定性が欠けてしまうという問題があった
。このため、安全を期すために強度計算上より多くの本数のリベットをかしめる必要があ
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った。
尚、ワーク押え部材を有さないかしめ機においては、例えばリベット頭部上面を常に上層
ワークの上面と同一平面上に位置させようとすると、ワークの条件が変わる度にステム駆
動装置の油圧力やステムの移動ストロークを微調整する必要があり、この微調整にはかな
りの熟練が必要であった。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は、このような実情に鑑みてなされたもので、ワークの板厚や材質、積層枚数等の
ワーク条件が変化しても、リベットの変更（全長が異なるリベットに交換）、ポンチの変
更（皿径や皿深さが異なるポンチに交換）をせずに確実にシールド状態で且つリベットと
ワークの間及びワーク同士の間に隙間が無い強固なかしめ締結を行うことができ、しかも
、ワーク上層部のダレ込みを極力小さくすることができるセルフピアシングリベット用か
しめ機及びこのかしめ機で用いられる改良されたポンチの提供を目的とする。
また、ワークの板厚や積層枚数が変化しても、リベットの変更（全長が異なるリベットに
交換）、ポンチの変更（皿径や皿深さが異なるポンチに交換）の作業頻度が低下し、リベ
ット頭部上面と上層ワークの上面との前後方向の距離をかしめ条件毎に常に一定にして、
ワークの接合強度（ワークの剥離強度、せん断強度、耐振強度）の安定性を高めることが
でき、更に、ワーク押え部材の先端面をテーパ面にすることで、かしめによるワークの反
り（歪み）をより小さくすることができるセルフピアシングリベット用かしめ機の提供を
目的とする。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
請求項１記載の発明は、頭部と中実又は中空の脚部とからなるセルフピアシングリベット
の該脚部をかしめ変形させるポンチと、このポンチに向かって進退するステムと、このス
テムの周面を包囲するように配置されると共に該ステムに先行してワークの上面を押え付
ける筒状のワーク押え部材とを備え、前記ポンチは、少なくとも外筒体と、この外筒体の
内周面に内接し該外筒体の前後方向に沿って移動可能である内筒体と、この内筒体の内周
面に内接すると共に先端部中央に隆起部を有する中心軸体とを備えるとともに、このポン
チは、前記内筒体をその前後方向に移動させる内筒体移動手段に連結され、この内筒体移
動手段は前記ステムが前進して前進端に到達しその状態を維持しているときに前記内筒体
を前記ステムに向けて所定位置まで前進させる構成とされ、前記内筒体が前記所定位置に
到達したとき、該内筒体の先端が下層ワークの下面に食い込み、前記リベットとワークの
間及びワーク同士の間の隙間が小さくなり若しくは無くなることを特徴とするセルフピア
シングリベット用かしめ機である。
【００１０】
請求項２記載の発明は、前記内筒体移動手段は、該内筒体を所定方向に往復運動させ得る
ように構成されており、前記ワークの厚みや材質、積層枚数等のワーク条件、或いは、前
記リベットの全長等のリベット条件、のうち少なくともいずれか一方の条件に応じて、前
記内筒体が所定位置まで到達したときの該内筒体の前進量及び／又は該内筒体が所定位置
まで到達したときの前記ポンチ先端部の皿深さの寸法を予め決められた寸法に設定し又は
無段階に変更設定し、該内筒体を移動させることができることを特徴とする請求項１に記
載のセルフピアシングリベット用かしめ機である。
【００１１】
請求項３記載の発明は、前記内筒体移動手段を制御する制御手段は、前記ワークの厚みや
材質、積層枚数等のワーク条件、或いは、前記リベットの全長等のリベット条件、のうち
少なくともいずれか一方の条件に応じて、前記内筒体が所定位置まで到達したときの該内
筒体の前進量及び／又は該内筒体が所定位置まで到達したときの前記ポンチ先端部の皿深
さの寸法を予め設定記憶し、又は、同寸法を任意に変更設定することができることを特徴
とする請求項１又は２に記載のセルフピアシングリベット用かしめ機である。
【００１２】
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請求項４記載の発明は、前記ワーク押え部材の先端面は、内周縁から外周縁にかけて次第
に前方へ迫り出すテーパ面とされることを特徴とする請求項１乃至３いずれかに記載のセ
ルフピアシングリベット用かしめ機である。
【００１３】
請求項５記載の発明は、前記ステムの位置を制御するステム位置制御手段を備え、このス
テム位置制御手段は、前記ステムが前進して前進端に到達したとき、該ステムの先端面と
このワーク押え部材の先端内周縁との前後方向の距離を、様々な厚み或いは各種材質等の
ワークにより決定されるかしめ条件及び／又は、様々な全長或いは各種材質等のリベット
により決定されるかしめ条件を基に決められた最適な距離にすることを特徴とする請求項
４に記載のセルフピアシングリベット用かしめ機である。
【００１４】
請求項６記載の発明は、頭部と中実又は中空の脚部とからなるセルフピアシングリベット
の該脚部をかしめ変形させるポンチであって、このポンチは、少なくとも外筒体と、この
外筒体の内周面に内接し該外筒体の前後方向に沿って移動可能である内筒体と、この内筒
体の内周面に内接すると共に先端部中央に隆起部を有する中心軸体とを備え、前記内筒体
は、このポンチに接続された内筒体移動手段によって前後方向に移動され、この内筒体移
動手段は前記ステムが前進して前進端に到達しその状態を維持しているときに前記内筒体
を前記ステムに向けて所定位置まで前進させる構成とされ、前記内筒体が前記所定位置に
到達したとき、該内筒体の先端が下層ワークの下面に食い込み、前記リベットとワークの
間及びワーク同士の間の隙間が小さくなり若しくは無くなることを特徴とする改良された
ポンチである。
【００１５】
請求項７記載の発明は、前記内筒体移動手段は、該内筒体を所定方向に往復運動させ得る
ように構成されており、前記ワークの厚みや材質、積層枚数等のワーク条件、或いは、前
記リベットの全長等のリベット条件、のうち少なくともいずれか一方の条件に応じて、前
記内筒体が所定位置まで到達したときの該内筒体の前進量及び／又は該内筒体が所定位置
まで到達したときの前記ポンチ先端部の皿深さの寸法を予め決められた寸法に設定し又は
無段階に変更設定し、該内筒体を移動させることができることを特徴とする請求項６に記
載の改良されたポンチである。
【００１６】
請求項８記載の発明は、前記内筒体移動手段を制御する制御手段は、前記ワークの厚みや
材質、積層枚数等のワーク条件、或いは、前記リベットの全長等のリベット条件、のうち
少なくともいずれか一方の条件に応じて、前記内筒体が所定位置まで到達したときの該内
筒体の前進量及び／又は該内筒体が所定位置まで到達したときの前記ポンチ先端部の皿深
さの寸法を予め設定記憶し、又は、同寸法を任意に変更設定することができることを特徴
とする請求項６又は７に記載の改良されたポンチである。
これらの発明を提供することにより、上記課題を悉く解決する。
【００１７】
【発明の実施の形態】
本発明の好適な実施形態について、図面を参照しつつ説明する。
まず、本発明の第１実施形態について説明する。
図１は、第１実施形態に係るセルフピアシングリベット用かしめ機を側面から見た部分断
面図である。図２及び３は、図１におけるポンチ付近を拡大して示す部分断面図である。
【００１８】
第１実施形態に係るセルフピアシングリベット用かしめ機（１）は、ポンチ（２）と、こ
のポンチに向かって進退するステム（３）と、このステム（３）の周面を包囲するように
配置されると共に該ステム（３）に先行してワーク（１３）の上面を押え付ける筒状のワ
ーク押え部材（３５）とを備えている。
以下、これら構成要素について詳説する。
【００１９】
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ポンチ（２）は、図２に例示されるように頭部（４）と中実又は中空の脚部（５）とから
なるセルフピアシングリベット（６）の該脚部（５）をかしめ変形させるものである。図
示例には、中空の脚部（５）を有するリベット（６）が挙げられている。
このポンチ（２）は、図２及び３に示されるように、外筒体（７）と、この外筒体（７）
の内周面に内接し該外筒体（７）の前後方向に沿って移動可能であり好ましくは常に先端
部が外筒体（７）の先端面よりも前方に突出している内筒体（８）と、この内筒体（８）
の内周面に内接すると共に先端部中央に隆起部（９）を有し好ましくはこの隆起部（９）
の先端が常に内筒体（８）の先端面より後方に位置する中心軸体（１０）とを備えると共
に、内筒体（８）をその前後方向に移動させる内筒体移動手段（１１）に連結されている
。
【００２０】
内筒体移動手段（１１）は、内筒体（８）を所定方向に往復運動させ得るように構成され
ており、ワーク（１３）の厚みや材質、積層枚数等のワーク条件、或いは、リベット（６
）の全長等のリベット条件、のうち少なくともいずれか一方の条件に応じて、内筒体（８
）が所定位置まで到達したときの該内筒体（８）の前進量及び／又は該内筒体（８）が所
定位置まで到達したときのポンチ（２）先端部の皿深さの寸法を予め決められた寸法に設
定し又は無段階に変更設定し、該内筒体（８）を移動させることができる。
【００２１】
内筒体移動手段（１１）は、ステム（３）が前進して前進端に到達しその状態を維持して
いるときに内筒体（８）をステム（３）に向けて前記所定位置まで前進させる。内筒体（
８）が前記所定位置に到達したとき、該内筒体（８）の先端が下層ワーク（１３）の下面
に食い込み、リベット（６）とワーク（１３）の間及びワーク（１３）（１３）同士の間
の隙間が小さくなり、若しくは無くなる（図８参照）。
【００２２】
内筒体移動手段（１１）の具体的構成は、特に限定されるものではないが、例えば以下の
構成を採ることができる。
図１乃至３に示す例では、内筒体移動手段（１１）は、カム機構（１５）と、このカム機
構（１５）を作動させる駆動装置（３０）とから構成されている。駆動装置（３０）の種
類は特に限定されないが、例えば、油圧シリンダ等の各種シリンダ装置、或いは、サーボ
モータ等の各種モータを採用することができる。
カム機構（１５）は、ステム（３）の移動方向に対して直角な方向に往復運動するスライ
ダ（２４）を備えている。このスライダ（２４）は、かしめ機（１）のフレーム（３１）
上をスライドし、シリンダ装置やモータ等の駆動装置（３０）によって往復運動すること
ができる。
【００２３】
スライダ（２４）には、所定形状のカム溝（２５）が形成されている。カム溝（２５）の
形状は特に限定されるものではないが、例えば、図２乃至４に例示する如く、１又は複数
の段差部をスライダ（２４）の移動方向に伸びる直線部で繋いだ形状（図４（ａ）参照）
、若しくは、該スライダ（２４）のスライド方向に対して斜め方向に伸びる全傾斜型の直
線形状（図４（ｂ）参照）とすることができる。このカム溝（２５）には、従動片（２６
）が摺動自在に嵌め込まれている。この従動片（２６）は、内筒体（８）に設けられてい
る。
スライダ（２４）をスライド移動させることにより、カム溝（２５）が従動片（２６）を
内筒体（８）の前後方向へ移動させ、これに伴って、内筒体（８）が前後方向へ移動する
。内筒体（８）を前進させることで、前述の如く該内筒体（８）の先端が下層ワーク（１
３）の下面に食い込み、リベット（６）とワーク（１３）の間及びワーク（１３）（１３
）同士の間の隙間が小さくなり、若しくは無くなる。
【００２４】
図２及び３に示される如くカム溝（２５）の段部を一段にした場合には、内筒体（８）の
前進距離を１段階に設定することができる。図４（ａ）に示される如くカム溝（２５）の
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段部を複数段にした場合には、内筒体（８）の前進距離を複数段階に設定することができ
る。
内筒体（８）の前進距離を複数段階に設定した場合、リベット（６）とワーク（１３）の
間及びワーク（１３）（１３）同士の間の隙間が小さくなり若しくは無くなるという効果
に加え、ポンチ（２）の皿深さ、すなわち内筒体（８）の先端面と中心軸体（１０）先端
部における隆起部（９）周辺の平坦面（３２）（図５乃至８参照）との距離を複数段階に
変更することができるという効果を奏することができる。
【００２５】
図４（ｂ）に示される如くカム溝（２５）を全傾斜型の直線形状とした場合には、内筒体
（８）の前進距離を無段階に設定することができる。この場合、ポンチ（２）の皿深さ、
すなわち内筒体（８）の先端面と中心軸体（１０）先端部における隆起部（９）周辺の平
坦面（３２）（図５乃至８参照）との距離を無段階に変更することができるという効果を
奏することができる。
【００２６】
駆動装置（３０）は、該駆動装置（３０）の動きを制御する制御部（図示せず）に接続さ
れている。この制御部は、例えば、かしめ機（１）を移動させるロボット（図示せず）等
の制御部から、ワーク（１３）の厚みや材質、積層枚数等のワーク条件、リベット（６）
の全長等のリベット条件に関する情報を含む信号を受けて駆動装置（３０）を作動させ、
ステム（３）の降下端位置に対応した最適な位置まで内筒体（８）を前方へ移動（前進）
させる。このときの前進距離の如何により、かしめ終了時におけるポンチ（２）の皿深さ
が決定する。この皿深さは、ワーク（１３）の厚みや材質、積層枚数等のワーク条件、或
いは、リベット（６）の全長等のワーク条件のうちの少なくともいずれか一方の条件に応
じて設定することができる。
【００２７】
尚、駆動装置（３０）を制御する制御部は、ワーク（１３）の厚みや材質、積層枚数等の
ワーク条件、或いは、リベット（６）の全長等のリベット条件、のうち少なくともいずれ
か一方の条件に応じて、内筒体（８）が所定位置まで到達したときの内筒体（８）の前進
量及び／又は該内筒体（８）が所定位置まで到達したときのポンチ（２）先端部の皿深さ
の寸法を予め設定記憶し、又は、同寸法を任意に変更設定することができる。
この制御部は、ロボットから入力されるこれらの条件に応じて適宜に駆動装置（３０）を
制御し、かしめ終了時におけるポンチ（２）先端部の皿深さを適切に変更することができ
る。
【００２８】
ここで、前記した適切な皿深さとは、かしめ完了時に、かしめ状態が完全なシールド状態
となり、且つ、リベット（６）とワーク（１３）間、及び、ワーク（１３）（１３）間に
隙間が最も生じにくい皿深さである。
尚、制御部は、ステム（３）の先端がワーク（１３）に接触したことをセンサ（図示せず
）で検知し、その検知信号に基づいて駆動装置（３０）を作動させる。
かしめ位置、ワーク条件、リベット条件、カム溝（２５）の位置等の情報を記憶媒体によ
り保存しておけば、品質情報として有用なものとなる。
【００２９】
次に、このかしめ機（１）の動作の一例について説明する。
まず、かしめ位置に対応して予め設定されたワーク厚やリベット全長等の情報を制御部に
記憶させておく。ステム（３）の先端にリベット（６）を装着し、ポンチ（２）の上に、
例えば３層に積層されたワーク（１３）を載置する。制御部は、記憶した設定ワーク条件
やリベット条件の情報に基づいてスライダ（２４）を初期位置まで移動させる命令を駆動
装置（３０）に与える。駆動装置（３０）は、この命令に従ってスライダ（２４）を移動
させ、かしめ開始時に対応した位置まで内筒体（８）の先端部を突出させる。
【００３０】
スライダ（２４）を初期位置まで移動させたら、ワーク押え部材（３５）をステム（３）
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とともに前進させ、このワーク押え部材（３５）の先端で上層ワーク（１３）を押え付け
る（図５参照）。リベット（６）がワーク（１３）に接触したら、該リベット（６）によ
るワーク（１３）の打ち抜きを開始する（図６参照）。
【００３１】
リベット（６）によるワーク（１３）の打ち抜きが終わり（図７参照）、該ステム（３）
がその降下端位置に到達したら、ステム（３）が降下端位置に到達したことをセンサ等で
検知する。尚、図７に示される如くワーク（１３）の打ち抜きが終わった段階では、リベ
ット（６）とワーク（１３）の間及びワーク（１３）（１３）同士の間に隙間が生じてい
ることがある。
前記検知信号は、制御部に入力される。制御部は、駆動装置（３０）を作動させ、内筒体
（８）を前方所定位置まで移動させてそこで停止させる（図３、８参照）。このとき、ス
テム（３）は降下端位置で停止している。
内筒体（８）が前方所定位置に到達したとき、該内筒体（８）の先端が下層ワーク（１３
）の下面に食い込み、リベット（６）とワーク（１３）の間及びワーク（１３）（１３）
同士の間の隙間が小さくなり、若しくは無くなる（図８参照）。
【００３２】
この一連の動作の間に、ワーク（１３）はリベット（６）によってシールド状態で且つリ
ベット（６）とワーク（１３）の間及びワーク（１３）同士の間に隙間が無い状態でかし
め締結される（図８参照）。かしめが完了したらステム（３）はワーク押え部材（３５）
とともに後退し、これに伴って内筒体（８）は元の位置に戻る。かしめられた部分は、内
筒体（８）の後退によって自動的に押し出される。
以上により、かしめ作業が完了する。
【００３３】
このかしめ作業においては、内筒体（８）の先端面が外筒体（７）の先端面及び中心軸体
（１０）の先端部よりも常に前方へ突出しているので、ワーク押え部材（３５）の先端面
と内筒体（８）の先端面との間でワーク（１３）を確実にクランプすることができる。こ
れにより、かしめ時における上層ワーク（１３）のダレ込みを小さくすることができる。
ダレ込みを小さくすることは、リベット（６）とワーク（１３）の間及びワーク（１３）
（１３）同士の間の隙間を小さくすることに好影響を与える。
【００３４】
また、ステム（３）が降下端位置に達したときに、内筒体（８）の先端面が下層ワーク（
１３）の下面を突き上げ、これによって内筒体（８）の先端が下層ワーク（１３）の下面
に食い込む（図８参照）ので、リベット（６）とワーク（１３）の間及びワーク（１３）
（１３）同士の間の隙間が確実に小さくなり、若しくは無くなることになる。これにより
、ワーク（１３）（１３）同士の接合強度が向上するとともに、その接合状態が安定する
。
【００３５】
次に、本発明の第２実施形態に係るかしめ機について説明する。
図９及び１０は、第２実施形態におけるかしめ工程を順に示す断面図である。この第２実
施形態は、主として、ワーク押え部材（２３０）の先端がテーパ形状となっている点が上
記第１実施形態と相違している。ポンチ（２）の構成・動作については、第１実施形態の
ポンチ（２）と同様とすることができる。
【００３６】
第２実施形態に係るセルフピアシングリベット用かしめ機（１）は、ポンチ（２）と、こ
のポンチ（２）に向かって進退するステム（３００）と、このステム（３００）の周面を
包囲するように配置されると共に該ステム（３００）に先行してワーク（１３０）の上面
を押え付ける筒状のワーク押え部材（２３０）及びワーク押え部材（２３０）の前進後退
位置を制御するワーク押え部材位置制御手段（図示せず）と、ステム（３００）の前進端
位置を制御するステム位置制御手段（図示せず）とを備えている。
【００３７】
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ワーク押え部材（２３０）は、その先端面（２４０）が、内周縁（２５０）から外周縁（
２６０）にかけて次第に前方へ迫り出すテーパ面である（図９及び１０参照）。
ステム位置制御手段（図示せず）は、ステム（３００）が前進して前進端に到達したとき
、該ステム（３００）の先端面とワーク押え部材（２３０）の先端内周縁（２５０）との
前後方向の距離を、様々な厚み或いは各種材質等のワーク（１３０）により決定されるか
しめ条件及び／又は、様々な全長或いは各種材質等のリベット（６）により決定されるか
しめ条件を基に決められた最適な距離にする。
その最適距離は、例えば、ワーク上層部のダレ込み及び反りを極力小さくすることができ
る距離であり、一例として、かしめをした時にリベット（６）の頭部（４）上面を上層ワ
ーク（１３０）の上面と同一平面上に位置させることができる距離である。
【００３８】
ステム位置制御手段（図示せず）の例としては、次のものが挙げられる。
ステム位置制御手段（図示せず）は、ワーク押え部材（２３０）がワーク（１３０）に当
たって該ワーク（１３０）を押し付けたときに該ワーク押え部材（２３０）の位置を検出
するセンサ（図示せず）と、このセンサからの検出信号に基づきステム（３００）の前進
端位置を決定する演算装置（図示せず）とから構成される。ステム（３００）の駆動装置
（３２０）（図１参照）は、前記演算装置から出た制御信号によりその動作が制御される
。
【００３９】
次に、第２実施形態に係るかしめ機（１）の動作について説明する。
ここでは、ステム（３００）の先端面をワーク押え部材（２３０）の先端面（２４０）の
内周縁（２５０）と同一平面上に位置させた場合を例にとって説明する。
ポンチ（２）の動作は、第１実施形態と同様とすることができるので、その説明を省略す
る。
まず、ステム（３００）の先端にリベット（６）を装着し、ポンチ（２）の上に、例えば
３層に積層されたワーク（１３０）を載置する。
ワーク押え部材（２３０）を前進させ、その先端でワーク（１３０）の上面を押え付ける
（図９参照）。ワーク（１３０）は、ポンチ（２）の先端面とワーク押え部材（２３０）
の間で挟み付けられる。
【００４０】
ワーク押え部材（２３０）がワーク（１３０）の上面を押え付けたら、ステム（３００）
が駆動装置（３２０）の作動によって前進する。駆動装置（３２０）は、例えばサーボモ
ータ等によって構成されている。この駆動装置（３２０）は、様々な厚み或いは各種材質
等のワークのかしめ締結、及び／又は、様々な全長或いは各種材質等のリベットの打ち込
みに対応できるように、制御装置により数値制御できるようになっている。
【００４１】
ステム（３００）は、その先端面がワーク押え部材（２３０）の先端面（２４０）の内周
縁（２５０）と同一平面上に位置まで前進する。後は、第１実施形態と同様、ポンチ（２
）の突き上げを行って、かしめ作業が完了する（図１０参照）。
かしめ完了後は、ステム（３００）及びワーク押え部材（２３０）を元の位置へ戻す。
【００４２】
ワーク押え部材（２３０）の先端面（２４０）がテーパ面とされるので、ワーク（１３０
）は、ワーク押え部材（２３０）に押え付けられている間、図１０に示されるように、や
や山形状に弾性変形しているが、ワーク押え部材（２３０）による押圧力が除去されると
、その山形に変形していた部分はほぼ元の平坦形状に復元する。
【００４３】
このような一連の過程を経てかしめ作業が行われることにより、ワーク（１３０）の条件
が変化しても、リベット（６）の頭部（４）上面を常に上層ワーク（１３０）の上面と同
一平面上に位置させることができ、これにより、ワークの接合強度（ワークの剥離強度、
せん断強度、耐振強度）の安定性を高めることができる。
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また、ワーク押え部材（２３０）の先端面をテーパ状に形成することで、かしめによるワ
ーク（１３０）の反りをより小さくすることができる。これにより、反りを平坦に直す作
業が不要となるか又は軽減される。
尚、ステム（３００）の先端面とワーク押え部材（２３０）の先端内周縁（２５０）との
前後方向の距離は、様々な厚み或いは各種材質等のワーク（１３０）により決定されるか
しめ条件及び／又は、様々な全長或いは各種材質等のリベット（６）により決定されるか
しめ条件を基に決められた最適な距離であって必ずしもゼロではなく、ゼロ以外に設定さ
れた場合でも、相応の最適距離であれば、リベット（６）頭部上面と上層ワーク（１３０
）の上面との前後方向の距離をかしめ条件毎に常に一定にして、ワーク（１３０）の接合
強度（ワークの剥離強度、せん断強度、耐振強度）の安定性を高めることができる。
【００４４】
【発明の効果】
本発明によれば、ワークの板厚や材質、積層枚数等のワーク条件が変化しても、リベット
の変更（全長が異なるリベットに交換）、ポンチの変更（皿径や皿深さが異なるポンチに
交換）をせずに確実にシールド状態で且つリベットとワークの間及びワーク同士の間に隙
間が無い強固なかしめ締結を行うことができ、しかも、ワーク上層部のダレ込みを極力小
さくすることができるセルフピアシングリベット用かしめ機及びこのかしめ機で用いられ
る改良されたポンチを提供することができる。
また、リベット頭部上面と上層ワークの上面との前後方向の距離をかしめ条件毎に常に一
定にして、ワークの接合強度（ワークの剥離強度、せん断強度、耐振強度）の安定性を高
めることができ、更に、ワーク押え部材の先端面をテーパ面にすることで、かしめによる
ワークの反り（歪み）をより小さくすることができるセルフピアシングリベット用かしめ
機を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１実施形態に係るセルフピアシングリベット用かしめ機を側面から見
た部分断面図である。
【図２】本発明の第１実施形態に係るセルフピアシングリベット用かしめ機のポンチ付近
を側面から見た拡大断面図であり、かしめ開始前における内筒体の状態を示す図である。
【図３】本発明の第１実施形態に係るセルフピアシングリベット用かしめ機のポンチ付近
を側面から見た拡大断面図であり、かしめ終了時における内筒体の状態を示す図である。
【図４】本発明におけるスライダを示す図であり、（ａ）は、カム溝を複数の段差部をス
ライダの移動方向に伸びる直線部で繋いだ形状としたものを示す図、（ｂ）は、カム溝を
全傾斜型の直線形状としたものを示す図である。
【図５】ポンチの動作を示す部分断面図である。
【図６】ポンチの動作を示す部分断面図である。
【図７】ポンチの動作を示す部分断面図である。
【図８】ポンチの動作を示す部分断面図であり、特に、内筒体が所定位置まで前進してそ
の先端が下層ワークの下面に食い込んだ状態を示す図である。
【図９】本発明の第２実施形態に係るセルフピアシングリベット用かしめ機によるかしめ
工程を示す断面図である。
【図１０】本発明の第２実施形態に係るセルフピアシングリベット用かしめ機によってか
しめられたワークの状態を示す断面図である。
【符号の説明】
１・・・・・・・かしめ機
２・・・・・・・改良されたポンチ
３，３００・・・ステム
４・・・・・・・頭部
５・・・・・・・中空脚部
６・・・・・・・セルフピアシングリベット
７・・・・・・・外筒体
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８・・・・・・・内筒体
９・・・・・・・隆起部
１０・・・・・・中心軸体
１１・・・・・・内筒体移動手段
１３，１３０・・ワーク
１５・・・・・・カム機構
２４・・・・・・スライダ
２５・・・・・・カム溝
２６・・・・・・従動片
３５，２３０・・ワーク押え部材
２４０・・・・・先端テーパ面
２５０・・・・・内周縁
２６０・・・・・外周縁
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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